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１．背景 

 低温大気圧プラズマは、大気圧環境で低温の

反応場を局所的に生成できるため、液体や生体

に対して適用されており、様々なプロセス開発

が近年精力的に行われている。低温大気圧プラ

ズマを用いた止血は[1]その一つで、術後障害と

なる局所的な熱傷を生じることなく瞬時の止

血が可能である。ヘリウムプラズマジェットに

よる止血において、血液中の赤血球の溶融やた

んぱく質（アルブミン）の凝集が観察された

[2-5]。溶液中でアルブミンは負に帯電している

ため、プラズマ中の荷電粒子による帯電効果が

関与している可能性が示唆されている[6,7]。 

 低温大気圧プラズマにより、荷電粒子が照射

対象に到達し帯電する[8]。ヘリウムプラズマジ

ェットを照射した場合、プラズマ源のノズル・

被照射物間の距離により、帯電電位が変化する

[9]。 

 本研究では、荷電粒子や活性種、紫外光など

のプラズマ因子とアルブミン凝集の関係につ

いて検討する。 

 

2．アルブミン処理と帯電状態の検討 

 図1に、ヘリウムプラズマジェットを用いた

アルブミン溶液処理の概略を示す。プラズマ源

として低温大気圧ヘリウムプラズマジェット

を用いた[1-3]。周波数62 kHzの高電圧およびヘ

リウムガス流量1 l/minを印加することにより、

プラズマを生成した。この時プラズマ源のノズ

ルからプラズマフレアが大気中に形成される。

シャーレには、アルブミン濃度50 mg/mlのアル

ブミン溶液を入れた。プラズマ源ノズル・溶液

表面間の距離を10 mmとなるようにプラズマ源

を設置した。 

 プラズマ照射にともなう帯電状態を検討した。

電気的に浮遊している銅板に対して低温大気

圧ヘリウムプラズマジェットを用いてプラズ

マ処理を行い、銅板の帯電状態を静電気測定器

を用いて計測した。この測定では、プラズマ源

ノズル・銅板間の距離を5-25 mmまで変化させ

た。 

 発表の際は、アルブミン凝集に対する荷電粒

子や帯電および活性種の影響を議論する。 
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図 1. プラズマによるアルブミン溶液の処理。 


